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【手続補正書】
【提出日】令和3年2月17日(2021.2.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属製の位相シフト要素が交互に置かれた周期配列を備え、前記配列は、少なくとも１
つの軸において周期的であり、誘電体基材の第１の表面上に形成されており、前記誘電体
基材の反対側の表面が、その上に形成された接地面を有し、それぞれの位相シフト要素は
、マイクロ波周波数範囲において、０°～３６０°の位相シフトを提供する、中継装置。
【請求項２】
　第１の位相シフト要素が第１の２次元幾何学構造を含み、第２の位相シフト要素が第２
の２次元幾何学構造を含み、前記第１及び第２の２次元幾何学構造は、それぞれ同様の形
状を有し、前記第１の２次元幾何学構造は、前記第２の２次元幾何学構造とは異なるサイ
ズを有する、請求項１に記載の中継装置。
【請求項３】
　前記周期配列は、少なくとも１つの軸において繰り返す３つの位相シフト要素の配列を
備え、前記３つの位相シフト要素は、第１の２次元幾何学構造を有する第１の位相シフト
要素と、第２の２次元幾何学構造を有する第２の位相シフト要素と、第３の２次元幾何学
構造を有する第３の位相シフト要素とを含み、前記第１、第２、及び第３の２次元幾何学
構造は、それぞれ同様の形状を有し、前記第１の２次元幾何学構造は、前記第２の２次元
幾何学構造とは異なるサイズを有し、前記第３の２次元幾何学構造は、前記第１の２次元
幾何学構造及び前記第２の２次元幾何学構造とは異なるサイズを有する、請求項１に記載
の中継装置。
【請求項４】
　前記誘電体基材は、伸縮性材料を含む多層構造を含む、請求項１に記載の中継装置。
【請求項５】
　前記位相シフト要素の配列の上に配置された隠蔽層を更に備える、請求項１に記載の中
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継装置。
【請求項６】
　前記位相シフト要素及び接地面は、透明導電体上に形成されており、前記誘電体基材は
、透明誘電体材料を含む、請求項１に記載の中継装置。
【請求項７】
　請求項２に記載の中継装置を１つ以上含む、マイクロ波ネットワーク。
【請求項８】
　請求項３に記載の中継装置を１つ以上含む、マイクロ波ネットワーク。
【請求項９】
　ビーム又はマイクロ波放射の方向を変更するための中継装置を形成する方法であって、
　前記中継装置の複数の動作パラメータの値を選択することであって、前記動作パラメー
タは、動作周波数、入力角度（θｉ，фｉ）、出力角度（θｏ，фｏ）、及びサイズＮ＊
ｄｘ×ｍ＊ｄｙを含むことと、
　寸法ｄｘ及びｄｙを有する位相シフト要素を提供することであって、ｄｘ及びｄｙは、
動作周波数の波長の半分以下であり、前記位相シフト要素は、前記位相シフト要素の幾何
学的パラメータが変化したときに０～２π以上の反射位相シフトを更に提供することと、
　Ｎ×Ｍ個の位相シフト要素の配列を基材上に配置して前記中継装置を形成することであ
って、前記配列内の所定の位置でそれぞれの前記位相シフト要素によって提供される位相
シフトは、前記配列がマイクロ波放射のビームを入力角度（θｉ，фｉ）から出力角度（
θｏ，фｏ）に再配向するように選択されることと、を含む、方法。
【請求項１０】
　各中継装置は、金属材料を含む接地面を含み、各位相シフト要素は、２次元幾何学形状
を有する金属製パッチを含む、請求項９に記載の方法。
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